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１．概要（Summary） 
単一細胞の機械特性評価のために、シリコンナノピンセ

ットとマイクロ流体デバイスを組み合わせたプラットフォー

ムを構築した。シリコンナノピンセットのプローブを、マイク

ロ流体デバイスの開口部分に、再現性よく挿入し、液中の

細胞を把持、共振周波数計測を行うことができた。このセ

ットアップを用いて、生細胞と、細胞膜に処理を施して特

性を変えた（固定化）細胞の周波数変化を比較した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 高速大面積電子線描画装置，マスク・ウエーハ自動現

像装置群 
【実験方法】 

シリコン製ナノピンセット，マイクロ流体デバイスのフォト

マスクは、微細加工ナノナノテクノロジープラットフォーム

東京大学拠点が所有する高速大面積電子線描画装置

(ADVANTEST F5112+VD01）とマスク作製用現像・エッ

チング装置（EVG101, および APTCON）を利用して作

製した。デバイス構造は、成膜、フォトリソグラフィー、深堀

エッチングにより作製した。マイクロ流体デバイスは、フォト

レジスト SU-8 の鋳型を作製したのち、チャネル構造を

Polydimethylsiloxane に転写、ガラス基板と接合した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロ流体デバイスのチャネルに送液した生細胞と固

定化した細胞を、それぞれ把持し、共振周波数計測を行

った。それぞれの細胞を、直径に対して 10 %の長さ分だ

け圧縮した場合の共振周波変化は、生細胞では 5.5 Hz
程度、固定化した細胞では、1.5 Hz 程度であり、明らかな

差異が見られた。結果を Fig. 1 に示す。 

 
Fig. 1 Resonance frequency measurements of live 
cell and fixed cell. Pictures are compressed live cell. 
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